




















































专利名称(译) 制造成膜基板的方法和制造有机电致发光显示装置的方法

公开(公告)号 US20160036008A1 公开(公告)日 2016-02-04

申请号 US14/879090 申请日 2015-10-08

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 SONODA TOHRU
KAWATO SHINICHI
INOUE SATOSHI
HASHIMOTO SATOSHI

发明人 SONODA, TOHRU
KAWATO, SHINICHI
INOUE, SATOSHI
HASHIMOTO, SATOSHI

IPC分类号 H01L51/56 H01L51/00 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/56 H01L51/5253 H01L51/0021 H01L51/0011 H01L51/0012 H01L51/5203 C23C14/12 C23C14
/24 C23C14/243 H01L27/3211 H01L51/0008 H05B33/04 H05B33/10

优先权 2010284504 2010-12-21 JP
PCT/JP2011/078861 2011-12-14 WO

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据本发明的气相沉积装置（ 50 ）包括：具有多个注入孔的蒸汽沉积源
（ 80 ） 81 ）将气相沉积颗粒注入成膜基质（ 60）;多个管道（ 83 和 
83 b ）;蒸汽沉积源坩埚（ 82 ），用于将气相沉积颗粒供应到气相沉积
源（ 80 ）;移动装置，用于相对于气相沉积源移动成膜基板（ 60 ）（ 
80 ）。管道（ 83 和 83 b ）连接到气相沉积源的第一侧和第二侧（ 80 
分别在一排喷射孔（ 81 ）的一端侧和另一端侧。
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